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(54) Title: SHIELDING DEVICE FOR A CHUCK, CORRESPONDING CHUCK, AND CORRESPONDING WAFER PROBER
ASSEMBLY

(54) Bezeichnung: ABSCHIRMVORRICHTUNG FUR EINEN CHUCK, ENTSPRECHENDER CHUCK UND ENTSPRECHENDE
WAFERPROBERANORDNUNG
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(57) Abstract: The invention relates to a shielding device for a chuck, to a corresponding chuck, and to a corresponding wafer prober
assembly. The shielding device is equipped with a ring device (30) comprising a first ring (30a) and a second ring (30b), wherein the
first ring (30a) can be attached to the outer periphery (PP) of the chuck (CH) of the wafer prober (1), and the second ring (30b) is
mounted on the first ring (30a) in a movable manner along a vertical axis (HA) of the chuck (CH) relative to the first ring (30a), and the
shielding device is also equipped with a pre-tensioning device (FE) for elastically pretensioning the second ring (30b) relative to the
first ring (30a) along the vertical axis (HA) of the chuck (CH) such that the second ring (30b) in the chuck (CH) projects beyond the top
(OS) of the chuck (CH) in the attached state. The second ring (30b) has a cavity (H) and bores (B) which communicate therewith, said
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3)
cavity (H) having a connection (A) for connecting a gas supply device (LV). The gas supply device (LV) can generate an air bearing
(LL) above the second ring (30b), with respect to the vertical axis (HA) of the chuck (CH), opposite a plate-shaped counter bearing
(20; 11b) via the bores (B), and the pre-tensioning device (FE) can be compressed by the air bearing (LL) such that there is no contact
between the second ring (30b) and the plate-shaped counter bearing (20; 11b).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung schafft eine Abschirmvorrichtung fiir einen Chuck, einen entsprechenden Chuck
und eine entsprechende Waferproberanordnung. Die Abschirmvorrichtung ist ausgestattet mit einer Ringeinrichtung (30) mit einem
ersten Ring (30a) und einem zweiten Ring (30b); wobei der erste Ring (30a) an einer dufleren Peripherie (PP) von dem Chuck (CH)
des Waferprobers (1) anbringbar ist und der zweite Ring (30b) entlang einer Hohenachse (HA) des Chucks (CH) verschieblich zum
ersten Ring (30a) an dem ersten Ring (30a) gelagert ist und einer Vorspanneinrichtung (FE) zum elastischen Vorspannen des zweiten
Ringes (30b) gegeniiber dem ersten Ring (30a) entlang der Hohenachse (HA) des Chucks (CH), so dass der zweite Ring (30b) in
dem Chuck (CH) im angebrachten Zustand tiber die Oberseite (OS) des Chuck (CH) vorsteht. Der zweite Ring (30b) weist einen
Hohlraum (H) und damit kommunizierende Bohrungen (B) aufweist, wobei der Hohlraum (H) einen Anschluss (A) zum Anschliefen
einer Gasversorgungseinrichtung (LV) aufweist. Uber die Bohrungen (B) mittels der Gasversorgungseinrichtung (L V) ist ein Luftlager
(LL) gegeniiber einem plattenférmigen Gegenlager (20; 11b) oberhalb des zweiten Ringes (30b) in Bezug auf die Hoéhenachse (HA) des
Chucks (CH) erzeugbar, wobei die Vorspanneinrichtung (FE) durch das Luftlager (LL) derart komprimierbar ist, dass keine Beriihrung
zwischen dem zweiten Ring (30b) und dem plattenférmigen Gegenlager (20; 11b) auftritt.



